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摘要(译)

提供了流体系统和分析方法。在一些实施方案中，描述了用于改善通过
流体系统的吸光度/透射率的测量的系统和方法。具体地，在一组实施例
中，光学元件制造在透明流体装置的与一系列流体通道相对的一侧上。
光学元件可以引导穿过装置的入射光，使得大部分光被分散远离装置的
特定区域，例如流体通道之间的中间部分。通过减少入射在这些中间部
分上的光量，当使用某些光学检测系统时，可以减少检测信号中的噪声
量。
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